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我们正在研制两台测量微分厚度的稳定激光干涉仪样机。这两台干涉仪，名为"双路干

涉仪"，因为发生干涉的激光束的两条光路平行，在整个过程中，在分束-并束器和待测试验

板之间靠得极近，因此性能稳定，温度变化和周围环境的振动对它没有影响。

在这种双路干涉仪的第一台样机中，将一个实验室制的位相光栅用作分束-并柬器。若用

图表示出来，则可看到，光栅分束-并束器和待测板放在投影透镜的一对共牺焦平面上，从而

两干涉光束(正负一级光栅衍射分量)平行传播，每束光都聚焦在待测板上。采用这一光学构

型，我们可以探测待测板表面上一小部分区域的垂直偏离。双路干涉仪的这一样机大多用于

检测振动幅度分布，灵敏度为 3XIO - 4Á ，也可用于测量静态位移，灵敏度为 lÁ 。

双路干涉仪的第二台样机，采用洛匈棱镜作为分束-并束器。正交偏振的两干涉光束，仍

然是平行传播，每束光都聚焦在待测板上。采用可旋转的四分之一波片作为补偿器，完成干

涉的零点检测，可检测度为 0.025Á，相应于 5Hz 噪声带宽中的一个均方根|噪声及条带图上

60 以内每 10 秒 0.7Á的漂移。用与线性和无磁滞回线范围内的压电转换器相比较的方法，对

作为补偿器的四分之一波片的线性进行了检查，并采用干涉强度的 sin28 美系进行了相互校

核。到 lÁ为止，补偿器具有完全的线性.然而，目前没有检查办法.
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